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営業情報 

䜶䝹䝢䜽䝉䝹社製

Photometrics

Prime䇿䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯

Meta Imaging

䝷䜸䝥䝅䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

技術䞉䝃䝫䞊䝖情報

MIIS 䝭䜽䝻光学系䛾御紹௓

䝕䝜䜲䝈ソ䝣䝖䜴䜵䜰

䛿䛨䜑䛾一歩䠄㻹㼑㼠㼍㻹㼛㼞㼜㼔

Meta Imaging

䝝䞊䝗䜴䜵䜰設定

 

 

Team 

䜶䝹䝢䜽䝉䝹社製 MetaMo

trics 社䜘䜚䚸

䇿䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯

aging Series S

䝷䜸䝥䝅䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

技術䞉䝃䝫䞊䝖情報 

䝭䜽䝻光学系䛾御紹௓

䝕䝜䜲䝈ソ䝣䝖䜴䜵䜰 Safir

㻹㼑㼠㼍㻹㼛㼞㼜㼔 機能紹௓䠅

aging Series A

䝝䞊䝗䜴䜵䜰設定 Ando

etaMorph 用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

䇿䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯 

ies Software 䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸

䝷䜸䝥䝅䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖 LD

䝭䜽䝻光学系䛾御紹௓ 

Safir 䛜䜲ン䝇䝖䞊䝹䛷䛝䛺い問題䛻䛴い䛶

機能紹௓䠅 

ries Administra

Andor 䜹䝯䝷䛾場合

     

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

are 䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸

䝷䜸䝥䝅䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶 

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷 MCM30

LDI 䛾紹௓ 

䛜䜲ン䝇䝖䞊䝹䛷䛝䛺い問題䛻䛴い䛶

nistrator 䛻䛴い䛶

䜹䝯䝷䛾場合 

    

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸

CM3000 䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛧䛯

 

䛜䜲ン䝇䝖䞊䝹䛷䛝䛺い問題䛻䛴い䛶

䛻䛴い䛶(6) 

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸501268

䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛧䛯

䛜䜲ン䝇䝖䞊䝹䛷䛝䛺い問題䛻䛴い䛶 

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型 sCMO

012686 MetaMo

䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛧䛯 

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ 

CMOS 䜹䝯䝷

etaMorph 䜹䝯

 

䜹䝯䝷

䜹䝯



営業情報 

䜶䝹䝢䜽䝉䝹社製

䜶䝹䝢䜽䝉䝹株式会社様䜘䜚䚸䛣䛾ᗘ䚸

䛜開発䚸䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯䚹

䛣䜜䛿 㻹㼑㼠㼍㻹㼛㼞㼜㼔

䜰ッ䝉䜲䛾定量的䛺評価䜢行い䜎䛩䚹䝴䞊䝄䛿画像䛛䜙

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹

ᮏソ䝣䝖䜴䜵䜰䛾特色

㻝㻘 背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

㻞㻘 指定領域全体䛛䜙䛾頭部

㻟㻘 䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

ᮏ䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛿定価

い合わせ䛟䛰䛥い䚹

 

 

䜶䝹䝢䜽䝉䝹社製 Met

䜶䝹䝢䜽䝉䝹株式会社様䜘䜚䚸䛣䛾ᗘ䚸

䛜開発䚸䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯䚹

㻹㼑㼠㼍㻹㼛㼞㼜㼔 䜢使䛳䛶䚸

䜰ッ䝉䜲䛾定量的䛺評価䜢行い䜎䛩䚹䝴䞊䝄䛿画像䛛䜙

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹 

ᮏソ䝣䝖䜴䜵䜰䛾特色

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

指定領域全体䛛䜙䛾頭部

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

ᮏ䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛿定価

い合わせ䛟䛰䛥い䚹 

 

 

MetaMorph

䜶䝹䝢䜽䝉䝹株式会社様䜘䜚䚸䛣䛾ᗘ䚸

䛜開発䚸䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯䚹 
䜢使䛳䛶䚸8㻙㼎㼕㼠

䜰ッ䝉䜲䛾定量的䛺評価䜢行い䜎䛩䚹䝴䞊䝄䛿画像䛛䜙

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

ᮏソ䝣䝖䜴䜵䜰䛾特色 

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

指定領域全体䛛䜙䛾頭部㻔核㻕

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

ᮏ䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛿定価20

rph 用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

䜶䝹䝢䜽䝉䝹株式会社様䜘䜚䚸䛣䛾ᗘ䚸Meta

㼎㼕㼠 䝰䝜䜽䝻䜎䛯䛿

䜰ッ䝉䜲䛾定量的䛺評価䜢行い䜎䛩䚹䝴䞊䝄䛿画像䛛䜙

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

 

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

㻕䝃䜲䝈䛾自動算出

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

200,000෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

MetaMorph 用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹

䝰䝜䜽䝻䜎䛯䛿 㻝6㻙

䜰ッ䝉䜲䛾定量的䛺評価䜢行い䜎䛩䚹䝴䞊䝄䛿画像䛛䜙

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

䝃䜲䝈䛾自動算出㻔手動䛷設定䛩䜛䛣䛸䜒可能

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

 

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹

㻙㼎㼕㼠 䝰䝜䜽䝻䛾蛍光顕微鏡写真䛛䜙䝁䝯ッ䝖

䜰ッ䝉䜲䛾定量的䛺評価䜢行い䜎䛩䚹䝴䞊䝄䛿画像䛛䜙 D㻺A 䛾損傷程ᗘ䜢確認䛧䛯い領域䜢選

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

手動䛷設定䛩䜛䛣䛸䜒可能

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

解析後䚸指定䛧䛯線ศ領域䛸䚸選択時䛾順番䛻振䜙

䜜䛯領域番号䛜印字䛥䜜

成䛧䜎䛩䚹 

画像中䛾黒Ⅼ䛿䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲頭部䛾重心䜢表䛧䚸

ⓑⅬ䛿尾部䛾重心䜢表䛧䜎䛩䚹

 

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹

䝰䝜䜽䝻䛾蛍光顕微鏡写真䛛䜙䝁䝯ッ䝖

䛾損傷程ᗘ䜢確認䛧䛯い領域䜢選

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能

手動䛷設定䛩䜛䛣䛸䜒可能

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

指定䛧䛯線ศ領域䛸䚸選択時䛾順番䛻振䜙

䜜䛯領域番号䛜印字䛥䜜

 

画像中䛾黒Ⅼ䛿䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲頭部䛾重心䜢表䛧䚸

ⓑⅬ䛿尾部䛾重心䜢表䛧䜎䛩䚹

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹䛾䛤案ෆ 

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹

䝰䝜䜽䝻䛾蛍光顕微鏡写真䛛䜙䝁䝯ッ䝖

䛾損傷程ᗘ䜢確認䛧䛯い領域䜢選

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛

背景輝ᗘ䛾除去機能䛻䜘䜚䚸撮影時䛾明䜛䛥䛜異䛺䜛実験間䛷䛾比較䛜可能 

手動䛷設定䛩䜛䛣䛸䜒可能㻕 

䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛸解析結果䜢印字䛧䛯画像䛾出力機能䛻䜘䜛䚸結果䛾視覚的䛺確認 

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

指定䛧䛯線ศ領域䛸䚸選択時䛾順番䛻振䜙

䜜䛯領域番号䛜印字䛥䜜䛯新規画像䝣䜯䜲䝹䜢作

画像中䛾黒Ⅼ䛿䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲頭部䛾重心䜢表䛧䚸

ⓑⅬ䛿尾部䛾重心䜢表䛧䜎䛩䚹 

 

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹

䝰䝜䜽䝻䛾蛍光顕微鏡写真䛛䜙䝁䝯ッ䝖 

䛾損傷程ᗘ䜢確認䛧䛯い領域䜢選

択䛩䜛䛰䛡䛷䚸解析結果䛾定量的䛺䝃䝬䝸䞊や䚸解析結果䜢わ䛛䜚や䛩䛟可視化䛧䛯情報䜢得䜛 

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

指定䛧䛯線ศ領域䛸䚸選択時䛾順番䛻振䜙

䛯新規画像䝣䜯䜲䝹䜢作

画像中䛾黒Ⅼ䛿䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲頭部䛾重心䜢表䛧䚸

用䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲計測䝥䝷䜾䜲ン䝰䝆䝳䞊䝹

 

䛾損傷程ᗘ䜢確認䛧䛯い領域䜢選 

 

 

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹詳細䛻䛴い䛶䛿当社担当䜎䛷䛚問

指定䛧䛯線ศ領域䛸䚸選択時䛾順番䛻振䜙

䛯新規画像䝣䜯䜲䝹䜢作

画像中䛾黒Ⅼ䛿䝁䝯ッ䝖䜰ッ䝉䜲頭部䛾重心䜢表䛧䚸



Meta Imagi

䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶

31281 Vers

䞊様䛻䛿䛣䜜䜎䛷䚸

5012686 䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䜢䝃䞊䝡䝇䛥せ䛶い䛯䛰䛝䜎䛧䛯

12 ᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

2016 年䛛䜙䛾䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛤注文ศ䛻䛿

現᭷䛾䜹䝯䝷䝗䝷䜲䝞䛸異䛺䜛䝯䞊䜹䞊䛾䜹䝯䝷䜢

䜜䜛場合䛿別途䚸

䛥い䚹 

Photometr

䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯

Phometrics

能䜢䝝䞊䝗䜴䜵䜰䛻ෆ蔵䛧䛯新型

ᮏ製品䛿䚸以ୗ䛾特徴䛜挙䛢䜙䜜䜎䛩

•  －10°空冷冷却㸦水冷時ࡣ－

•  PCI-Exp
•  ࣜアࣝタイム

•  素子サイズ

•  最大㔞子効率

特䛻特筆䛩䜉䛝Ⅼ䛸䛧䛶䚸従来

ෆ蔵䛧䛯Ⅼ䛻䛤䛦い䜎䛩䚹

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

比䛾高い画像䜢ྲྀ得䛩䜛䛣䛸䛜可能䛷䛩䚹

䛩䚹 

MetaMorph

 Imaging Series

䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶

Version7.8 用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

䞊様䛻䛿䛣䜜䜎䛷䚸An

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䜢䝃䞊䝡䝇䛥せ䛶い䛯䛰䛝䜎䛧䛯

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

年䛛䜙䛾䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛤注文ศ䛻䛿

現᭷䛾䜹䝯䝷䝗䝷䜲䝞䛸異䛺䜛䝯䞊䜹䞊䛾䜹䝯䝷䜢

䜜䜛場合䛿別途䚸5012

metrics 社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯 

etrics 社䜘䜚高㏿高感ᗘ䛷近年広䛜䜚䛴䛴あ䜛

能䜢䝝䞊䝗䜴䜵䜰䛻ෆ蔵䛧䛯新型

ᮏ製品䛿䚸以ୗ䛾特徴䛜挙䛢䜙䜜䜎䛩

°空冷冷却㸦水冷時ࡣ－

xpress㸦100
ࣜアࣝタイム デノイズ処理により

素子サイズ 6.5um、素子数

最大㔞子効率 72%

特䛻特筆䛩䜉䛝Ⅼ䛸䛧䛶䚸従来

ෆ蔵䛧䛯Ⅼ䛻䛤䛦い䜎䛩䚹

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

比䛾高い画像䜢ྲྀ得䛩䜛䛣䛸䛜可能䛷䛩䚹

orph 䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

 

 

eries Software

䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

Andor䚸浜松䝩䝖䝙䜽䝇䚸

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䜢䝃䞊䝡䝇䛥せ䛶い䛯䛰䛝䜎䛧䛯

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

年䛛䜙䛾䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛤注文ศ䛻䛿

現᭷䛾䜹䝯䝷䝗䝷䜲䝞䛸異䛺䜛䝯䞊䜹䞊䛾䜹䝯䝷䜢

5012686 䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン

社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

社䜘䜚高㏿高感ᗘ䛷近年広䛜䜚䛴䛴あ䜛

能䜢䝝䞊䝗䜴䜵䜰䛻ෆ蔵䛧䛯新型

 

ᮏ製品䛿䚸以ୗ䛾特徴䛜挙䛢䜙䜜䜎䛩

°空冷冷却㸦水冷時ࡣ－

00FPS㸧と

デノイズ処理により

、素子数 2048x2048

72%以上 
特䛻特筆䛩䜉䛝Ⅼ䛸䛧䛶䚸従来Sa

ෆ蔵䛧䛯Ⅼ䛻䛤䛦い䜎䛩䚹 

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

比䛾高い画像䜢ྲྀ得䛩䜛䛣䛸䛜可能䛷䛩䚹

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

tware 䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸

䝵ン䛾付加䝃䞊䝡䝇䛾終了䛻䛴い䛶 

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

䚸浜松䝩䝖䝙䜽䝇䚸

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䜢䝃䞊䝡䝇䛥せ䛶い䛯䛰䛝䜎䛧䛯

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

年䛛䜙䛾䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛤注文ศ䛻䛿

現᭷䛾䜹䝯䝷䝗䝷䜲䝞䛸異䛺䜛䝯䞊䜹䞊䛾䜹䝯䝷䜢

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン

社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

社䜘䜚高㏿高感ᗘ䛷近年広䛜䜚䛴䛴あ䜛

能䜢䝝䞊䝗䜴䜵䜰䛻ෆ蔵䛧䛯新型 sCMOS

ᮏ製品䛿䚸以ୗ䛾特徴䛜挙䛢䜙䜜䜎䛩 
°空冷冷却㸦水冷時25－ࡣ℃㸧 

㸧と USB3㸦30
デノイズ処理により S/N

2048x2048 高解像、高視㔝撮影が可能ࡢ

Safir䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

比䛾高い画像䜢ྲྀ得䛩䜛䛣䛸䛜可能䛷䛩䚹

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

䚸浜松䝩䝖䝙䜽䝇䚸Photomtric

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䜢䝃䞊䝡䝇䛥せ䛶い䛯䛰䛝䜎䛧䛯

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

年䛛䜙䛾䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛤注文ศ䛻䛿 501268

現᭷䛾䜹䝯䝷䝗䝷䜲䝞䛸異䛺䜛䝯䞊䜹䞊䛾䜹䝯䝷䜢 MetaM

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン(定価 300,0

社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

社䜘䜚高㏿高感ᗘ䛷近年広䛜䜚䛴䛴あ䜛

OS 䜹䝯䝷䇾Prime

30FPS㸧を標準実装

/N 改善 
高解像、高視㔝撮影が可能ࡢ

䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

比䛾高い画像䜢ྲྀ得䛩䜛䛣䛸䛜可能䛷䛩䚹䛺䛚䚸䜹䝯䝷䛾定価䛿

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン䛻伴う䚸5012

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

omtrics䚸Q-Imag

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䜢䝃䞊䝡䝇䛥せ䛶い䛯䛰䛝䜎䛧䛯䛜䚸誠䛻申䛧訳あ䜚䜎せ䜣䛜䚸

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

012686 䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䛜付加䛥䜜䜎せ䜣䛾䛷䚸

MetaMorph 䛾

300,000 ෇)䛜必要䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛤注意䛟䛰

社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型

社䜘䜚高㏿高感ᗘ䛷近年広䛜䜚䛴䛴あ䜛 sCMOS 䜹䝯䝷䛻䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈機

Prime䇿䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯䚹

㸧を標準実装 

高解像、高視㔝撮影が可能ࡢ

䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

䜹䝯䝷䛾定価䛿

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

5012686 Meta

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

Imaging 䛺䛹䛾䜹䝯䝷䛜利用䛷䛝䜛

䛜䚸誠䛻申䛧訳あ䜚䜎せ䜣䛜䚸

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䛜付加䛥䜜䜎せ䜣䛾䛷䚸

䛾 VersionUp

䛜必要䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛤注意䛟䛰

社䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈処理機能䜢᭷䛧䛯新型 sCMOS

䜹䝯䝷䛻䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈機

䇿䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯䚹

 高解像、高視㔝撮影が可能ࡢ

䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

䜹䝯䝷䛾定価䛿 2,200,000

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

 MetaMorph 䜹䝯䝷䜸䝥䝅

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

䛺䛹䛾䜹䝯䝷䛜利用䛷䛝䜛

䛜䚸誠䛻申䛧訳あ䜚䜎せ䜣䛜䚸

᭶ᮎ䜢䜒䛱䜎䛧䛶䚸䛣䛱䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢終了䛥せ䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹 

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䛜付加䛥䜜䜎せ䜣䛾䛷䚸

onUp 䛸合わせ䛶䛤導入䛥

䛜必要䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛤注意䛟䛰

MOS 䜹䝯䝷䇾Pri

䜹䝯䝷䛻䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈機

䇿䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛧䛯䚹 

 

 

䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷

00,000 ෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹

䜹䝯䝷䜸䝥䝅

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

䛺䛹䛾䜹䝯䝷䛜利用䛷䛝䜛

䛜䚸誠䛻申䛧訳あ䜚䜎せ䜣䛜䚸2015 年

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䛜付加䛥䜜䜎せ䜣䛾䛷䚸

䛸合わせ䛶䛤導入䛥

䛜必要䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛤注意䛟䛰

Prime䇿䛜䝸

䜹䝯䝷䛻䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈機

䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

持䛧䛴䛴䝜䜲䝈成ศ䛰䛡䜢ྲྀ䜚除䛟独自䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䛳䛶䚸ୖ図䛾様䛻非常䛻䜽䝸䜰䛷 SN

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎

䛷䛾䝃䝫䞊䝖䛿現在開発中䛷䛩䚹詳細䛜確認䛷䛝ḟ第䚸改䜑䛶䛤案ෆ致䛧䜎䛩䚹 

䜹䝯䝷䜸䝥䝅

用䝯ン䝔䝘ン䝇費用等䛾䝅䝇䝔䝮䝯ン䝔䝘ン䝇䝥䝷ン延長䜢䛧䛶頂い䛯䝴䞊䝄

䛺䛹䛾䜹䝯䝷䛜利用䛷䛝䜛

年

䜹䝯䝷䜸䝥䝅䝵ン䛜付加䛥䜜䜎せ䜣䛾䛷䚸

䛸合わせ䛶䛤導入䛥

䛜必要䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛤注意䛟䛰

䇿䛜䝸

䜹䝯䝷䛻䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䝜䜲䝈機

䛾様䛻ソ䝣䝖䜴䜵䜰䛷行䛳䛶い䛯䝕䝜䜲䝈処理䛜䜹䝯䝷ᮏ体䛻

䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜘䜚短い露光䚸䜘䜚弱い励起光䛷多少䝜䜲䝈䛜乗䜛䜘う䛺画像䛷䜒䚸輝ᗘ定量性䜢維

SN

෇䠄税抜䠅䛸䛺䜚䜎



ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷

ソ䞊䝷䝪社製䛾

MCM3000

䝇䝔䝮 MIIS

詳細䛿当社担当䜎䛷䛤相談䛟䛰䛥い䚹

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

89North 社䜘䜚䚸最大

20,000 時間䛾長ᑑ命䛷低䝁䝇䝖䛺䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

TIRFM や弊社共焦Ⅼ䝴䝙ッ䝖

䝴䝙ッ䝖䛾光源䛻䜒幅広䛟䛤利用い䛯䛰䛡䜎䛩䚹

制御䛿 TTL

䝻䞊䝹䜒可能䛷䛩

販売䛿 201

当社担当䜎䛷䛚問い合わせ䛟䛰䛥い䚹

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷

ソ䞊䝷䝪社製䛾 MCM3

3000 䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

MIIS 䛾暗箱䛷䛾使用䜒可能䛷䛩䚹

詳細䛿当社担当䜎䛷䛤相談䛟䛰䛥い䚹

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

社䜘䜚䚸最大

時間䛾長ᑑ命䛷低䝁䝇䝖䛺䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

や弊社共焦Ⅼ䝴䝙ッ䝖

䝴䝙ッ䝖䛾光源䛻䜒幅広䛟䛤利用い䛯䛰䛡䜎䛩䚹

TTL/䜰䝘䝻䜾䝁ン䝖䝻䞊䝹䚸

䝻䞊䝹䜒可能䛷䛩 

2016 年 4 ᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

当社担当䜎䛷䛚問い合わせ䛟䛰䛥い䚹

 

 

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷

MCM3000 電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷䜢

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

䛾暗箱䛷䛾使用䜒可能䛷䛩䚹

詳細䛿当社担当䜎䛷䛤相談䛟䛰䛥い䚹

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

社䜘䜚䚸最大 7 波長䚸そ䛧䛶特筆䛩䜉䛝䛿最大

時間䛾長ᑑ命䛷低䝁䝇䝖䛺䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

や弊社共焦Ⅼ䝴䝙ッ䝖 X

䝴䝙ッ䝖䛾光源䛻䜒幅広䛟䛤利用い䛯䛰䛡䜎䛩䚹

䜰䝘䝻䜾䝁ン䝖䝻䞊䝹䚸

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

当社担当䜎䛷䛚問い合わせ䛟䛰䛥い䚹

ソ䞊䝷䝪社製電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷 MCM

電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷䜢

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

䛾暗箱䛷䛾使用䜒可能䛷䛩䚹 

詳細䛿当社担当䜎䛷䛤相談䛟䛰䛥い䚹 

䝝䜲䝟ワ䞊固体䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖 LDI 䛾紹௓

波長䚸そ䛧䛶特筆䛩䜉䛝䛿最大

時間䛾長ᑑ命䛷低䝁䝇䝖䛺䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖

X-Light V2

䝴䝙ッ䝖䛾光源䛻䜒幅広䛟䛤利用い䛯䛰䛡䜎䛩䚹

䜰䝘䝻䜾䝁ン䝖䝻䞊䝹䚸RS232C

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

当社担当䜎䛷䛚問い合わせ䛟䛰䛥い䚹 

MCM3000 䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛧䛯

電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷䜢

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

 

䛾紹௓ 

波長䚸そ䛧䛶特筆䛩䜉䛝䛿最大

時間䛾長ᑑ命䛷低䝁䝇䝖䛺䝺䞊䝄䞊䝴䝙ッ䝖 LD

t V2 䛰䛡䛷䛺䛟䚸高い出力䜢生䛛䛧䛯

䝴䝙ッ䝖䛾光源䛻䜒幅広䛟䛤利用い䛯䛰䛡䜎䛩䚹 

232C 䛛䜙制御䛜可能䛷䛩䛾䛷䚸

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛧䛯

電動䝇䝔䞊䝆䝁ン䝖䝻䞊䝷䜢 MetaMorp

 

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

波長䚸そ䛧䛶特筆䛩䜉䛝䛿最大 1000mW

LDI 䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛩䚹

䛰䛡䛷䛺䛟䚸高い出力䜢生䛛䛧䛯

䛛䜙制御䛜可能䛷䛩䛾䛷䚸

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛧䛯 

taMorph 䛷䝃䝫䞊䝖い䛯䛧䜎䛧䛯

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

0mW 䛾高出力䛸安定性䜢䜒䛱䚸䛛䛴䚸

䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛩䚹

䛰䛡䛷䛺䛟䚸高い出力䜢生䛛䛧䛯

䛛䜙制御䛜可能䛷䛩䛾䛷䚸Meta

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

䛷䝃䝫䞊䝖い䛯䛧䜎䛧䛯

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

䛾高出力䛸安定性䜢䜒䛱䚸䛛䛴䚸

䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䜎䛩䚹 

 

䛰䛡䛷䛺䛟䚸高い出力䜢生䛛䛧䛯 FRAP 䛺䛹䛾光刺激

MetaMorph 䛛䜙䛾䝁ン䝖

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

䛷䝃䝫䞊䝖い䛯䛧䜎䛧䛯 

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

䛾高出力䛸安定性䜢䜒䛱䚸䛛䛴䚸

䛺䛹䛾光刺激

䛛䜙䛾䝁ン䝖

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿

䛛䜙制御可能䛺電動䝇䝔䞊䝆䛿䝁ン䝟䜽䝖䛺設計䛾Ⅽ䚸弊社䜲ン䝡䝪䜲䝯䞊䝆ン䜾䝅

䛾高出力䛸安定性䜢䜒䛱䚸䛛䛴䚸

䛺䛹䛾光刺激

䛛䜙䛾䝁ン䝖

᭶䛛䜙䛷䛩䛜䚸䛤注文䛺䛹䛿䛚ཷ䛡䛿䛨䜑䛥せ䛶い䛯䛰い䛶䛚䜚䜎䛩䚹詳細䛿



技術䞉䝃䝫䞊䝖情報
 
MIIS 䝭䜽䝻光学系䛾御紹௓
 
 䝭䜽䝻光学系䝴䝙ッ䝖䛿

暗室䜢使用䛩䜛䛣䛸䛺䛟細胞䛾観察䛜可能䛷䛩．通常䛾

ベ䝹䛾観察䛛䜙臓器，組織，細胞䝺ベ䝹䜈䛸㝵層的䛺観察䜢行う䛣䛸䛜可能䛸䛺䜚䜎䛩．

 䝴䝙ッ䝖䛻䛿ᑐ物䝺ン䝈䛜

光観察䛻必要䛺䝭䝷䞊キ䝳䞊䝤䛾交換䜒容易䛺䛯䜑，幅広い波長䛾蛍光䜢検出䛩䜛䛣䛸䛜可能

䛷䛩． 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ᮏ䛾異䛺䜛ᑐ物䝺ン䝈

䜢実装可能

技術䞉䝃䝫䞊䝖情報 

䝭䜽䝻光学系䛾御紹௓

䝭䜽䝻光学系䝴䝙ッ䝖䛿

暗室䜢使用䛩䜛䛣䛸䛺䛟細胞䛾観察䛜可能䛷䛩．通常䛾

ベ䝹䛾観察䛛䜙臓器，組織，細胞䝺ベ䝹䜈䛸㝵層的䛺観察䜢行う䛣䛸䛜可能䛸䛺䜚䜎䛩．

䝴䝙ッ䝖䛻䛿ᑐ物䝺ン䝈䛜

光観察䛻必要䛺䝭䝷䞊キ䝳䞊䝤䛾交換䜒容易䛺䛯䜑，幅広い波長䛾蛍光䜢検出䛩䜛䛣䛸䛜可能

ᮏ䛾異䛺䜛ᑐ物䝺ン䝈

䜢実装可能 

＜装着䜲䝯䞊䝆

 

 

䝭䜽䝻光学系䛾御紹௓ 

䝭䜽䝻光学系䝴䝙ッ䝖䛿 MIIS 暗箱ෆ䛷細胞䝺ベ䝹䛾観察䜢行う䛾䛻適䛧䛯䝴䝙ッ䝖䛷䛩．

暗室䜢使用䛩䜛䛣䛸䛺䛟細胞䛾観察䛜可能䛷䛩．通常䛾

ベ䝹䛾観察䛛䜙臓器，組織，細胞䝺ベ䝹䜈䛸㝵層的䛺観察䜢行う䛣䛸䛜可能䛸䛺䜚䜎䛩．

䝴䝙ッ䝖䛻䛿ᑐ物䝺ン䝈䛜 2 種類装着䛷䛝，倍率䜢変更䛧䛶観察䛩䜛䛣䛸䛜可能䛷䛩．䜎䛯，蛍

光観察䛻必要䛺䝭䝷䞊キ䝳䞊䝤䛾交換䜒容易䛺䛯䜑，幅広い波長䛾蛍光䜢検出䛩䜛䛣䛸䛜可能
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